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に応用することにより，多くの工学的知見を得ょうとしたもので，緒論，第 1 編，第 2 編，総括から
なっている。
緒論では本研究の目的と意義ならびに研究方針を概説している。











































より，触針の幾何学的追従性，中心線平均粗さ Ra や最大高さ Rmax に及ぼすスキッド上下変動の影
響，転がり円うねりに及ぼす表面組さの影響等を定量的に表わしている。なお，これらの影響に起因
する測定誤差の補正方法， M システムと E システム間の換算方式，転がり円うねり測定用触針半径の
選択基準等を確立している。
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以上のように本論文は理論的解析ならびにその検証実験をもとにして平面と球面の接触機構に及ぼ
す表面粗さの影響を明確にし，接触に関する種種の工学的問題に対する基礎的資料を与えると同時に，
転がり抵抗に及ぼす表面粗さの影響を解明し，表面おうとつ測定精度の向上のための多くの新しい知
見を見いだしている。よって，本論文は精密工学の進歩に寄与するところ大であり，博士論文として
価値あるものと認める。
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